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株主のみなさまへ

株主のみなさまには、ますますご清栄のこと

とお慶び申しあげます。また、平素は格別のご







4

半導体（IC）製造プロセス

CVD（Chemical Vapor Deposition）
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株式の状況（平成20年９月30日現在） 株価と出来高（平成17年10月～平成20年９月）
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